Mitutoyo

MESSUNGEN IN DER HALBLEITERINDUSTRIE

EINFUHRUNG IN LOSUNGEN FUR PRAZISIONSMESSGERATE
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Mitutoyo

Messlosungen fiir Halbleiterfertigungsprozesse

Messlésungen fir verschiedenste Bereiche der Halbleiterindustrie, die im Zuge einer
Umstellung auf die Produktion von Elektrofahrzeugen, der Einfiihrung von 5G usw.
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Mitutoyo

Messlosungen fiir vorgelagerte Halbleiterfertigungsprozesse

Ingots Lithografie-Ausstattung Keramik-Heizkdrper & Silikonringe Showerheads

Messung: Messungen: Messungen:

AuBendurchmesser Ebenheit, Querschnittsformanalyse und Oberflachenrauheit Durchmesser von LochdUsen, Rundheit
und tatsachliche

Position

E:m hochprazises Linear Scale

Laser Scan-Mikrometer
Koordinaten- und Bildverarbeitungsmessgerate :
. . 2 ! Nonstop-CNC-Bild-
Oberflachenrauheits- und Konturmessgerate, CPS- verarbeitungsmessgerate

und WLI-Sensoren

vorgelagerter
Prozess
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Musterbildung zum Planarisieren
Wafer-HerSte"ung Elementformen CMP (chemisch-mechanisches Polieren)
Fotomaske
Diamanttrennscheibe SEE2% :: >
QD . |Wiederholung E—
Wafer Photosensibilisator T
Transistor }
Wafer
I\ Y, I\ Y, N\ J
CMP-Ausstattungsteile
A/N-Markierung (SEMI-Richtlinien) Wafer Polierpad
Messungen: Messungen: Messungen:
Breite, Position und Punktdurchmesser/-tiefe Dicke und Oberflachenrauheit  Oberflachenrauheit der Nutbreite, Tiefe, Abstand und Oberflachenrauheit
der Ruickseite

Riickseite
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Messgerat mit Oberflachenrau-
hoher Genauigkeit/ heitsmessgerat
niedriger Messkraft

e
9 Oberflachenrauheitsmessgerat

tungsmesssystem (WLI-Sensor)




Mitutoyo

Atzausriistung

,\Enlektrostatisches Spannfutter & Silikonringe Prufkarten & IC-Testsockel
essungen:
Ebenheit, Querschnitte und Oberfléchenrauheit

Finht‘)henmessung Bohrungsmessung
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Koordinaten- und Bildverarbeitungsmessgerate,
Oberflachenrauheits- und Konturmessgerate, CPS- Bildverarbeitungsmessgerate Messmikroskope

und WLI-Sensoren

Verdrahtungsformen Wafer-Inspektion

Oxidschicht Metallschicht
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zum
nachgelagerten
Prozess
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Wafer Transistor
- J S J
Showerhead-Lochdlisen Wafersonden & Tastnadeln
Innendurchmesser, Rundheit und tatséchliche

Position

Nonstop-CNC-Bildverarbeitungsmessgerate Video-Einbaumikroskope (VMU),
Messmikroskope, Profilprojektoren




Mitutoyo

Messlosungen fiir nachgelagerte Halbleiterfertigungsprozesse

Messungen: Chip-Stéarke Lead-Frames Einzel-Leads (Kontakte)

Querschnittsbe- Messungen: Messungen:

gﬁ_ad;f(lf”l? und Breite, Abstand, Hohe, Torsion usw. Breiten-, Abstands- und Lead-Breite, hochster Punkt
Ip-starke Hohenvariation und Spalt
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Laser Scan-Mikrometer
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' hochgenaues ~ERamne: i snans Bildverarbeitungsmessgerate,
Messmikroskop ~ Linear Gauge s 4 Messmikroskop
_— 5 cpa [
Bildverarbeitungsmesssystem,

Messmikroskop

nachgelagerter
Prozess

4 N\ (" 7\ 4 N\ 4 N\

: Die-Bonden zu Verkapseln und Markierung zum

| Verkapselung und Trennung |

Lead-Frame

Bonddraht
\ J \ J \ J \ J
Entgraten nach dem Chip-Drahte Lead-Frame
Trennschleifen Messung: i Messungen:
Messung: Schlaufenhdhe Hohe, Durchmesser und Abstand der Lotkugeln sowie Koplanaritit
Hoéhe der Leiterplatten

zpone
: \\ max. Hohe

X:165,730 61332
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Bildverarbeitungsmessgerate,
Messmikroskop

. . . . Bildverarbeitungsmessgerate mit Lasersensor,
Bildverarbeitungsmessgerate, Messmikroskop Messmikroskop







Koordinatenmessgerate Bildverarbeitungsmessgerate Formmessgerate Optische Messgerdte
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Handmessmittel und
Datentibertragungssysteme

_

Hier finden Sie zusatzliche Produktbroschiiren
und unseren Gesamtkatalog.

E www.mitutoyo.ch

Hinweis: Die Produktabbildungen sind unverbindlich. Die Produktbeschreibungen, insbesondere alle technischen Daten, sind
nur nach ausdrticklicher Vereinbarung verbindlich. MITUTOYO und MiCAT sind entweder eingetragene Marken oder Marken der
Mitutoyo Corp. in Japan und/oder anderen Léndern/Regionen. Andere hier aufgeftihrte Produkt-, Firmen- und Markennamen
dienen nur zu Identifikationszwecken und sind eventuell Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Ganz gleich, welche Messaufgabe Sie fordert:
Mitutoyo unterstiitzt Sie vom Start bis zum Ergebnis.

Wissen, Erfahrung und interdisziplindre  Kompetenz:
Mitutoyo ist einer der weltweit groBten Anbieter industrieller
Léngenmesstechnik und damit der Garant fur die effektive
Losung Ihrer individuellen Messaufgaben mit enormer
Produktvielfalt, innovativer Technologie und beispielhaftem
Service.

Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo fiir Ihren
messbaren Erfolg. Schopfen Sie aus einem groBen
Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich der
Ldngenmesstechnik.  Vom  Handmessmittel  bis ~ zur
Sonderlésung. Vom Kalibrierservice bis zur Lohnmessung.
Von der Projektplanung bis zum hervorragenden Service.
Vom Start bis zum prazisen Ergebnis.

Mitutoyo

Mitutoyo (Schweiz) AG
Hauptsitz
Steinackerstrasse 35
CH-8902 Urdorf
T+41447361150

Niederlassung

Rue Galilée 4

CH-1400 Yverdon-les-Bains
T+4124 4259422

info@mitutoyo.ch
www.mitutoyo.ch
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